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(57)【要約】
【課題】偏光させた１次光信号を生成してファラデーセ
ンサ装置２に供給する光源５と、ファラデーセンサ装置
２により１次光信号の偏光を変化させた２次光信号を得
てこれを検出する検出器６とを有する電流の測定装置１
に関し、精度及び信頼性を向上させる。
【解決手段】本発明は、２次光信号の偏光変化を反対方
向の偏光変化によって補償し、その反対方向の偏光変化
に基づいて測定対象電流に関する測定信号を導出する光
電式の補償要素８，９，１０を有することを特徴とする
。さらに、本発明は、該測定装置１を用いた電流の測定
方法も提案する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　偏光させた１次光信号を生成してファラデーセンサ装置（２）に供給する光源（５）と
、前記ファラデーセンサ装置（２）から提供される、前記１次光信号の偏光を変化させた
２次光信号を検出する検出器（６）とを有する、電流の測定装置において、
　前記２次光信号の偏光変化を反対方向の偏光変化によって補償し、該反対方向の偏光変
化に基づいて測定対象電流に関する測定信号を導出する補償要素（８，９，１０）を有す
ることを特徴とする測定装置。
【請求項２】
　前記補償要素（８，９，１０）は、補償用ファラデーセンサ装置（８）と、該補償用フ
ァラデーセンサ装置（８）の近傍に配置された補償用電流導体（９）とを含み、
　前記２次光信号が前記補償用ファラデーセンサ装置（８）を通過し、この２次光信号の
偏光変化を補償するように前記補償用電流導体（９）を流れる補償電流が調節可能であり
、該補償電流に基づいて前記測定信号が導出される、請求項１に記載の測定装置。
【請求項３】
　前記補償要素（８，９，１０）は、操作量として前記補償電流を使用することにより、
前記２次光信号の偏光変化又は該偏光変化から導出される制御量を零調節するように構成
された調節装置（１０）を含む、請求項２に記載の測定装置。
【請求項４】
　前記ファラデーセンサ装置（２）と前記補償用ファラデーセンサ装置（８）とが同じ構
成をもつ、請求項２又は３に記載の測定装置。
【請求項５】
　前記検出器（６）は、前記２次光信号の偏光状態に依拠した光強度を検出するように構
成されている、請求項１～４のいずれか１項に記載の測定装置。
【請求項６】
　前記検出器（６）が偏光アナライザ（６１）を含む、請求項５に記載の測定装置。
【請求項７】
　偏光変化のない前記２次光信号により前記検出器（６）の出力が零信号になるように前
記偏光アナライザ（６１）が調節されている、請求項６に記載の測定装置。
【請求項８】
　前記ファラデーセンサ装置（２）は、前記１次光信号を案内する光ファイバコイル又は
ガラスリングを含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の測定装置。
【請求項９】
　前記ファラデーセンサ装置（２）は、高電圧電流導体（３）を流れる測定対象電流に関
する測定信号を導出するために、該高電圧電流導体（３）の近傍に配置されている、請求
項１～８のいずれか１項に記載の測定装置。
【請求項１０】
　前記光源（５）及び前記検出器（６）が接地電位近くに配置されており、
　前記光源（５）は、発光素子（５１）と、該発光素子（５１）から離間配置された偏光
素子（５２）とを含み、これら発光素子（５１）と偏光素子（５２）とは光導波路（５３
）により互いに接続され、
　該偏光素子（５２）と前記ファラデーセンサ装置（２）とが、前記１次光信号を案内す
る偏光維持性の光ファイバ（１６）により互いに接続されている、請求項９に記載の測定
装置。
【請求項１１】
　前記検出器（６）は、偏光アナライザ（６１）と、該偏光アナライザ（６１）から離間
配置された強度センサ（６２）とを含み、これら偏光アナライザ（６１）と強度センサ（
６２）とは光導波路（６３）により互いに接続されており、
　該偏光アナライザ（６１）と前記ファラデーセンサ装置（２）とが、前記２次光信号を
案内する偏光維持性の光ファイバ（１９）により互いに接続されている、請求項１０に記
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載の測定装置。
【請求項１２】
　前記検出器（６）が前記補償用ファラデーセンサ装置（８）の近くに配置されている、
請求項１～１１のいずれか１項に記載の測定装置。
【請求項１３】
　光源（５）により生成した１次光信号をファラデーセンサ装置（２）に供給し、該ファ
ラデーセンサ装置（２）により前記１次光信号の偏光を変化させた２次光信号を得る、電
流の測定方法において、
　補償要素（８，９，１０）を使用して、前記２次光信号の偏光変化を反対方向の偏光変
化をもって補償し、
　該反対方向の偏光変化に基づいて測定対象電流に関する測定信号を導出する、
　ことを特徴とする測定方法。
【請求項１４】
　前記２次光信号の偏光変化の補償は、該偏光変化の零調節又は該偏光変化から導出され
る制御量の零調節により行う、請求項１３に記載の測定方法。
【請求項１５】
　補償用電流導体（９）の近傍に配置した補償用ファラデーセンサ装置（８）に前記２次
光信号を通し、操作量としての前記補償用電流導体（９）の補償電流により前記零調節を
行う、請求項１４に記載の測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、偏光１次光信号を生成してファラデーセンサ装置に供給する光源と、該ファ
ラデーセンサ装置により前記１次光信号の偏光を変化させた２次光信号を得てこれを検出
する検出器とを備えた、電流を測定する測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の測定装置は、例えば特許文献１にあるように周知である。その電流測定は、い
わゆるファラデー効果に基づく。ファラデー効果とは、磁界に依存して特定の物質の屈折
率が変化することをいう。この効果は、その物質を通過する光の偏光状態を変化させるた
めに利用することができる。特に、直線偏光させた光の場合には、当該変化が光の偏光面
の回転をもたらす。この回転の回転角は、理想的には、物質内で光が進んだ経路に沿う磁
界の経路積分に比例する。したがって、検出器における偏光状態の変化の検出と、これに
続く評価とから、磁界を発生する電流に関する情報を含んだ測定パラメータを取得するこ
とができる。
【０００３】
　周知の測定装置には、一般に干渉計又は偏光アナライザにより行われる、例えば偏光角
度などの偏光状態の測定の精度設計について、比較的複雑であって、限られた精度しかな
いという改善点がある。例えば、当該効果は９０°の偏光回転までしか明確でなく、しか
もこのファラデー効果の非線形性および温度依存性が、例えば精度を制限する。この精度
の向上には、検出器コストの増加と測定装置のエラーに対する脆弱化とが常に伴う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】欧州特許第０８６５６１０号（ＥＰ０８６５６１０Ｂ１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、より精度が良く信頼性のある上述した種類の測定装置を提供すること
にある。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題は、本発明によれば、上述した類の測定装置について、２次光信号における偏
光の変化を、反対方向の偏光変化によって補償する補償要素を提供し、そして、その反対
方向の偏光変化に依拠した測定信号を対象電流に関して導出することができるものとする
ことによって、解決される。
【０００７】
　本発明は、零位測定が、偏光状態の直接測定と比べて、より正確であり且つ、周囲の影
響に対する依存性が低く、より簡素な検出方式で実施できる、という知見に基づいている
。２次光信号の偏光変化の補償に基づいているので、この場合の検出器は、該偏光の変化
の零位測定に適合するだけでよい。換言するならば、基本的にこの検出器では、偏光変化
が存在するか否かを確認することだけが必要である。偏光の変化の補償は、反対方向の偏
光変化によって、すなわち、ファラデーセンサ装置において行われる偏光変化に対して反
対に作用する新たな偏光変化によって、達成される。例えば、直線偏光させた１次光信号
の特定の角度だけの偏光面の回転は、同じ大きさ且つ反対方向の回転角度だけ２次光信号
の偏光面を新たに回転させることによって補償することができる。
【０００８】
　測定対象の電流に関する測定信号は、前記反対方向の偏光変化に基づいて導出される。
これは、本発明による測定装置の場合、測定信号を導出するために、直接的に偏光変化を
利用するのではなくて、その反対方向の偏光変化を尺度として利用することを意味する。
【０００９】
　このように、本発明による測定装置は、周知のファラデー効果に基づく測定装置の利点
と零位測定の利点とを兼ね備える。
【００１０】
　本発明による測定装置には、ファラデーセンサ装置と検出器との間に光導波路が使用で
きることによって、高電圧技術に適用する場合に電圧絶縁が低コストで実現できるという
利点もある。この利点は、装置に本質的に備わっているものである。本発明に係る補償要
素は、接地電位側に配置可能であることによって電気的に駆動することができる。これに
伴い検出器は、当該理想的な動作点で動作することができる。この手法により、高い測定
精度を達成することができる。さらに、温度の影響など望ましくない副次的作用に左右さ
れない測定が可能である。したがって、測定の改善された信頼性が本発明の利点である。
【００１１】
　本発明は、直流電流の測定、交流電流の測定の両方に適している。
【００１２】
　１次光信号を案内するファラデーセンサ装置は、例えば、光ファイバコイル又はガラス
リングを含む。光ファイバコイル又はガラスリングは、測定対象の電流を流す電流導体（
電流ケーブル）の周りに巻回されている。流れる電流によって生成される磁界を光が多重
（繰り返し）通過することによって、偏光の変化を強化することができる。ガラスリング
のガラスは、例えばバルクガラスである。
【００１３】
　本発明に係る補償要素は、例えば、光学要素及び電流を導く要素を含む光電式補償要素
とすることができる。
【００１４】
　本発明の好ましい態様によれば、補償要素は、補償用ファラデーセンサ装置と該補償用
ファラデーセンサ装置の近くに配置された補償用電流導体とを含む。２次光信号が補償用
ファラデーセンサ装置を通過し、この２次光信号における偏光の変化を補償するように、
補償用電流導体において補償電流が調節される。この補償電流から測定信号が導出される
。故に補償用電流導体は補償磁界を発生する電流を導く。２次光信号を案内する補償用フ
ァラデーセンサ装置が近傍に位置するので、補償磁界は、２次光信号に作用する。この補
償磁界は適切に反対方向の偏光変化を生じさせ、該反対方向の偏光変化によって２次光信



(5) JP 2020-8593 A 2020.1.16

10

20

30

40

50

号の偏光変化が補償される。補償用電流導体を通る補償電流は、このような偏光変化の補
償が生じるように調節することができる。したがって、当該補償電流の値は、測定対象の
電流に関する量的な情報である。つまり、補償電流から測定信号を導出することができる
。本発明のこの態様は、比較的簡単に補償電流から測定信号を取得できるという利点を有
する。この場合の検出器は、補償用電流導体を流れる所定の電流で偏光変化の（完全な）
補償ができるか否かを確認するべく適切に構成される。これは、検出器の殊に簡単でロバ
スト性の構造を可能にする。加えて、場合によって生じ得る検出器の非線形性が問題とな
ることはない。
【００１５】
　本発明に係る補償要素は、操作量（操作変数）として補償電流を使用することにより、
２次光信号の偏光変化又は該偏光変化から導出される制御量（制御変数）を零に調節する
ように構成された調節装置を含むと好適である。この調節装置は、対象の偏光変化が、補
償用ファラデーセンサ装置における反対方向の偏光変化によって補償されるまで、補償用
電流導体を流れる補償電流を変化させるように構成されている。すなわち、この場合の零
調節は、零と同等の目標値へ制御量を調節することを意味する。このときの制御量は、偏
光変化又は該偏光変化から導出される大きさにより与えられる。この調節のループにおけ
るフィードバックは、検出器により取得される情報、すなわち２次光信号の偏光状態に関
する情報、を介して行われる。測定対象の電流に関する測定信号は、補償電流の値から取
得することができる。すなわち、偏光変化の完全補償のために必要な補償電流は、測定対
象の電流に関する情報である。測定信号を求めるためには、例えば、補償電流が流れる適
切な測定抵抗を介して測定される電圧を、使用することができる。このような零調節は、
格段に正確な電流測定を可能にする。さらに、当該フィードバック制御は、（調節のルー
プにおいて能動的又は受動的な要素を使用することによって）能動的又は受動的に実施す
ることができ、また、高い動特性にて行うことができる。この態様は、数マイクロ秒程度
の極力短いデッドタイムという利点をもつ。この測定の迅速性は、物理的には、測定装置
の光案内部分の長さと検出器の速度とによって決まる。
【００１６】
　上記のファラデーセンサ装置と補償用ファラデーセンサ装置とは、同構成とすることが
好ましい。補償用ファラデーセンサ装置が光ファイバコイルである場合、その光ファイバ
コイルの巻線は、例えば補償用電流導体の周りに巻回される。ファラデーセンサ装置及び
補償用ファラデーセンサ装置の各巻線の巻回数は、測定対象の電流と偏光変化の補償に必
要な補償電流との間の変成比を規定するのに適している。同じ部品を多重に利用すること
によって、測定装置のコストを低減することができ、有益である。さらに、このような手
法により、２つのセンサ装置の周囲において同じ温度が保証され、又は、主要な作用の温
度依存性が把握され、場合によって起こり得る温度の相違が較正可能又は除去可能になれ
ば、温度の影響を低減することができる。
【００１７】
　好ましくは、検出器は、２次光信号の偏光状態に従う光強度を検出するように構成され
ている。その偏光状態とは、例えば、検出器の予め設定された零角度に対する偏光角度で
ある。光強度を検出するために、検出器は、例えばフォトダイオードを含む。すなわち、
検出器は、２次光信号の偏光状態を量的に評価するように構成される。この量的評価のた
めには、測定装置又は検出器が適切な計算モジュールを有するとよい。
【００１８】
　本発明の有利な態様によれば、検出器は偏光アナライザを含む。例えば、直線偏光させ
た光信号が偏光アナライザを通過する際に該偏光アナライザがその光信号の偏光角度に応
じた強度信号を提供する。この強度信号が例えば上記のフォトダイオードによって受信さ
れ、適切な計算ユニットへ転送される。このような偏光状態に依拠する強度検出の態様は
簡素であり、故に相応に有利で信頼性がある。
【００１９】
　偏光アナライザは、偏光変化のない２次光信号により検出器の出力が零信号になるよう
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に調節されているとよい。これは、零角度の適切な選択によって実施される。この場合の
零信号とは、２次光信号が１次光信号に対して偏光変化をもっていない場合に、偏光アナ
ライザにより提供される強度信号が測定精度の範囲内で零であることを意味する。例えば
、２次光信号の偏光変化が補償要素により完全に補償されている場合がそうである。
【００２０】
　当然ながら、検出器は、異なった測定原理に基づくものでもよい。例えば、偏光状態に
依拠して強度検出をするためのサニャック干渉計を含む検出器でもよい。さらには、各種
の適切な干渉評価法を使用することができる。
【００２１】
　本発明の好ましい態様によれば、高電圧電流導体中の電流に関する測定信号を導出でき
るように、ファラデーセンサ装置は、中電圧（medium voltage）又は高電圧電流導体の近
傍に配置される。換言すれば、本測定装置は、特に高電圧（例えば８００ｋＶまでの電位
）における電流を測定するのに適している。ファラデーセンサ装置は、高電圧電流導体周
囲の磁界内に配置されれば十分である。ただし、ここに述べるファラデーセンサ装置が光
ファイバ等を含み、その光ファイバが高電圧電流導体の周りに巻回されていると、より有
利である。中電圧又は高電圧の設備と関連した当該測定装置の格別の利点が、高電圧電流
導体と測定装置との間の効果的な電位分離が可能であることからもたらされる。ファラデ
ーセンサ装置は、例えば中電圧又は高電圧設備の中電圧又は高電圧の電位にある部品の近
傍に配置し得る。当測定装置の検出器及び他の部品は、接地に近い電位に配置し得る。１
次光信号及び２次光信号は、ファラデーセンサ装置と検出器との間で、光ファイバを介し
て案内される。ファラデーセンサ装置と検出器又は補償要素（あるいは検出器及び補償要
素）との間の空間的分離が可能なことから、測定装置の構成及び設置が簡単且つ確実に実
現可能である。高電圧設備において、例えばガス絶縁開閉設備（ＧＩＳ）又は高電圧ブッ
シングのような絶縁要素が既に設けられている場合には、測定装置は、その外周に巻回す
ることができる。測定装置の光ファイバは中空碍子を通して案内可能である。高電圧直流
送電（ＨＶＤＣ）の分野に適用する場合、ファラデーセンサ装置と検出器との間に大きな
距離（数キロメートルまで）が状況に応じて可能であって、望ましいことである。
【００２２】
　本発明に関して使用するには、特に、当業者に知られているいわゆるスパン高複屈折フ
ァイバ（Spun HiBi Fiber）が適している。これはセンサファイバとしての使用にも、偏
光情報伝送用にも、適している。
【００２３】
　本発明の好ましい態様によれば、光源と検出器とが接地電位近くに配置されており、当
該光源は、発光素子と、該発光素子から離間配置された偏光素子とを含み、これら発光素
子と偏光素子とは光導波路により互いに接続される。測定装置はさらに１次光信号を案内
するための偏光維持性の光ファイバを含み、該光ファイバが偏光素子とファラデーセンサ
装置とを互いに接続する。高電圧の電位に配置された高電圧電流導体の近傍にあるファラ
デーセンサ装置と偏光素子との間の経路長ができるだけ短くなるようにして、測定装置の
部品が空間的に分離されていると有利である。これには測定装置のコスト低減という利点
がある。偏光素子とファラデーセンサ装置との間の相対的に短い経路については、１次光
信号を案内するために比較的高価な偏光維持性の光ファイバを使用しておいて、残りの、
発光素子から偏光素子までの相対的に長い経路に対しては、該経路では光が未だ明確に画
定された偏光を持つ必要がないため、比較的低コストの光導波路を使用することができる
。このようにして発光素子は、測定装置のコストに決定的な影響を及ぼすことなく空間的
に様々な配置とすることができる。
【００２４】
　偏光アナライザと該偏光アナライザから離間配置された強度センサとを検出器が含み、
これら偏光アナライザと強度センサとが別の光導波路により互いに接続され、また、測定
装置が２次光信号を案内するための別の偏光維持性の光ファイバをさらに含み、この光フ
ァイバがファラデーセンサ装置と偏光アナライザとを互いに接続することにより、さらな
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る利点を得ることができる。２次光信号の偏光状態に関する偏光アナライザによる情報は
、該偏光アナライザから提供される光の強度に含まれている。したがって、この光は、画
定された偏光を提示しなくてもよい。すなわち、偏光アナライザから提供される光の案内
用には、低コストの他の光導波路を使用することができる。
【００２５】
　１次光信号又は２次光信号が変調信号の形式で存在することも考えられる。この場合は
位相変調及び強度変調のいずれか又は両方を使用することができる。
【００２６】
　通常は、１次光信号及び２次光信号を案内するために、２つの別々の光ファイバが設け
らる。しかし、１次光信号及び２次光信号を共通の１つの光ファイバで案内することも可
能である。さらに、少なくとも１つの光ファイバが、その端部にミラーを備えるか、又は
、偏光に更なる影響を及ぼすための少なくとも１つの四分の一波長板を備える、あるいは
、これらの両方を備える有利な態様もある。
【００２７】
　検出器は、補償用ファラデーセンサ装置の近くに配置されているとよい。これは測定装
置のコンパクトな構造を可能にする。例えば、検出器及び補償用ファラデーセンサ装置は
、高電圧電流導体と接地との間、又は接地電位に近い高電圧設備の部品へ延びている碍子
の碍子台内に配置される。
【００２８】
　本発明は、さらに、光源により生成した１次光信号をファラデーセンサ装置に供給し、
該ファラデーセンサ装置から、その１次光信号の偏光を変化させた２次光信号を得る、電
流測定方法に関する。
【００２９】
　この方法は、周知のファラデー効果を利用するものであり、前述の特許文献１に開示さ
れている。
【００３０】
　この周知の方法を基にして、本発明は、より正確で信頼性の高い電流測定を行う方法を
提供する。
【００３１】
　この目的は、本発明によれば、補償要素を使用して、２次光信号の偏光変化を反対方向
の偏光変化によって補償し、当該反対方向の偏光変化に基づいて対象電流に関する測定信
号を導出することによって、達成される。
【００３２】
　本発明による方法を使用することで、本発明による測定装置に関連して既に述べた利点
を達成することができる。
【００３３】
　本発明による方法の一態様では、２次光信号の偏光変化の補償を、該偏光変化の零調節
により、又は、偏光変化から導出される制御量の零調節により行う。この場合、既に述べ
た零調節の変形例のすべてが適用可能である。
【００３４】
　２次光信号は、補償用電流導体の近くに配置された補償用ファラデーセンサ装置を通過
させることが好ましい。このときの零調節は、操作量（操作変数）としての補償用電流導
体の補償電流により行う。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明による測定装置の実施形態の概略構成。
【図２】本発明による測定装置の他の実施形態の概略図。
【図３】本発明による測定装置の別の実施形態の概略図。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
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　本発明について、図１～図３を参照して以下に詳述する。
【００３７】
　概略を図示した測定装置１は、ファラデーセンサ装置２を含み、このファラデーセンサ
装置２が高電圧電流導体３の近傍に配置されている。ファラデーセンサ装置２は、高電圧
電流導体３の周りに巻回された複数の光ファイバ巻線２１を含む。本実施形態において、
電流導体３は、高電圧設備（図示されていない）の一部である。
【００３８】
　高電圧電流導体３はつまり、高電圧の電位にある。高電圧側電位と接地電位との間の電
位分離のために絶縁要素４が設けられており、この絶縁要素４は、高電圧電流導体３と接
地との間に延在し、ここでは中空碍子として形成されている。絶縁要素４は、碍子台４１
を含み、碍子台４１の上に絶縁要素４が載置されている。
【００３９】
　測定装置１は光源５を含む。この光源５は、発光素子５１と偏光素子５２とを有する。
偏光素子５２は碍子台４１に配置されている。発光素子５１は建屋７に配置される。建屋
７は、測定装置１の一部及び高電圧設備の他の部分を収容するように構成されている。線
１８により、建屋７と絶縁要素４との間の距離が数千メートルにまで及び得ることを示し
ている。発光素子５１と偏光素子５２とは互いに光導波路５３により接続されている。
【００４０】
　検出器は、偏光アナライザ６１と、強度センサ６２と、光導波路６３とを含み、光導波
路６３が偏光アナライザ６１を強度センサ６２に接続する。偏光アナライザ６１は、図示
の形態では碍子台４１に配置されている。強度センサ６２は、建屋７において同様に接地
電位に配置されている。
【００４１】
　測定装置１は、補償用ファラデーセンサ装置８を含み、この補償用ファラデーセンサ装
置８は、偏光アナライザ６１とファラデーセンサ装置２との間に延びる光ファイバ１９に
組み込まれている。本発明に係る図示の実施形態において、補償用ファラデーセンサ装置
８はファイバコイルとして形成されており、該ファイバコイルのファイバ巻線が補償用電
流導体９の周りに巻回される。図示の実施形態において、補償用電流導体９は、電流導体
の複数の巻線を含む。
【００４２】
　測定装置１は、調節装置１０を含み、この調節装置１０は図示の実施形態では建屋７に
配置されている。調節装置１０は簡略化して図示してある。調節装置１０は、測定抵抗１
１とフィードバック素子１２と電圧源１３とを含んでいる。調節装置１０は、適切な電流
回路が形成されるように、導電接続部１４，１５により補償用電流導体９に接続されてい
る。
【００４３】
　本実施形態において、補償用ファラデーセンサ装置８と、補償用電流導体９と、調節装
置１０とが、補償要素の構成部品に相当する。
【００４４】
　測定装置１の機能を詳細に説明する。
　発光素子５１が光信号を発生する。この光信号は、未だ画定した偏光をもっていない。
該光信号は光導波路５３を通って偏光素子５２へ供給される。この偏光素子５２により、
明確に画定された偏光状態が光信号に与えられる。すなわち、偏光素子５２は、偏光させ
た１次光信号を出力する。偏光１次光信号は、偏光維持性の光ファイバ１６によりファラ
デーセンサ装置２へ案内される。該１次光信号が高電圧電流導体３の周りを周回する。図
示の実施形態に係る測定装置１では１次光信号を直線偏光させてある。これは、１次光信
号が、予め決められた零角度、例えば０°に対して明確に画定された偏光角度を有するこ
とを意味する。高電圧電流導体３の磁界内でのファラデー効果に基づいて、この偏光角度
が変化する。これは、ファラデーセンサ装置２から、偏光変化した２次光信号が出力され
ることを意味する。偏光変化２次光信号は、光ファイバ１９を通って補償用ファラデーセ
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ンサ装置８へ案内される。そして、補償用電流導体９を通って流れる電流により磁界を発
生させると、この磁界により、補償用ファラデーセンサ装置８において２次光信号に反対
方向（相殺方向）の偏光変化を生じさせることができる。
【００４５】
　以下において、説明のために、所定の電流ｉｈが高電圧電流導体３を流れ、これにより
２次光信号が、角度ａｈの偏光面回転に相当する偏光変化を呈するものとする。補償用フ
ァラデーセンサ装置８における反対方向の偏光変化は、例えば、所定値ｉｋの補償電流で
付与角度ａｋの偏光角度の回転を生じさせる（この角度ａｋは負の値も取り得る）。した
がって、補償用ファラデーセンサ装置８から出力される２次光信号は、合計で、角度ａｈ
＋ａｋの偏光面の回転を生じている。この角度ａｈ＋ａｋに依拠して偏光アナライザ６１
で強度信号が生成され、強度センサ６２に与えられる。偏光アナライザ６１は、角度ａｈ
＋ａｋ＝０°のときに零の強度信号を出力するように調節されている。当該強度信号が零
に等しくない場合には、フィードバック素子１２を介して補償電流の正又は負の増幅が行
われる。過剰補償であるのか不足補償であるのか、すなわち正又は負のいずれの増幅を適
用するべきかは、例えば、適切な付加測定、適切に選択した評価、又は測定範囲外の重畳
高周波信号により、決定することができる。このようにして、続く角度ａｋの値に影響が
及ぶ。最終的に、補償電流ｉｋが、ａｈ＋ａｋ＝０となる角度ａｋの偏光面回転を生じさ
せるように調節されることで、反対方向の偏光変化によって２次光信号の偏光変化の完全
補償が達成される。この補償電流を測定抵抗１１で測定して得た電圧は、高電圧電流導体
３の電流ｉｈに関する情報を持っている。
【００４６】
　図２には、本発明の他の実施形態に係る測定装置１００が概略的に示されている。図１
及び図２において、同じものには同じ参照符号が付されている。測定装置１００の基本機
能は測定装置１と対応する。明瞭化のために、以下においては図１の実施形態と図２の実
施形態との間の相違点についてのみ説明する。
【００４７】
　図２の測定装置１００は、図１における偏光素子５２及び偏光アナライザ６１が、図２
では位相モジュレータ５４に置き換えられている点で、図１の測定装置１と異なっている
。位相モジュレータ５４は、２つの入力端と２つの出力端とを有する。これら位相モジュ
レータ５４の位相入力端及び位相出力端は、１次光信号及び２次光信号が位相モジュレー
タ５４を通過するように配置されている。
【００４８】
　図３には、本発明に係る別の実施形態に係る測定装置２００が概略的に示されている。
図２及び図３において、測定装置１００と測定装置２００の同じか類似のものには同じ参
照符号が付されている。以下においては、図２の測定装置１００と図３の測定装置２００
との間の相違点についてのみ説明する。
【００４９】
　図３の実施形態では、測定装置２００が同様に１つの位相モジュレータ５４を有するが
、測定装置２００の位相モジュレータ５４は、２つの入力端と１つの出力端とを有する。
図２の測定装置１００にある偏光維持性の光ファイバ１６及び光ファイバ１９は、図３の
測定装置２００において１つである。したがって、１次光信号も２次光信号も、偏光維持
性の光ファイバ１６を通過する。１次光信号と２次光信号とは光ファイバ１６内で重ねら
れる。測定装置２００はファラデーセンサ装置２に配置されたミラー２０を有する。この
ミラー２０で１次光信号が反射され、これにより１次光信号の伝播方向が逆になる。
【符号の説明】
【００５０】
１，１００，２００　測定装置
２　ファラデーセンサ装置
２１　ファイバ巻線
３　高電圧電流導体
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４　絶縁要素（碍子）
４１　碍子台
５　光源
５１　発光素子
５２　偏光素子
５３，６３　光導波路
５４　位相モジュレータ
６　検出器
６１　偏光アナライザ
６２　強度センサ
７　建屋
８　補償側ファラデーセンサ装置
９　補償用電流導体
１０　調節装置
１１　測定抵抗
１２　フィードバック素子
１３　電圧源
１４，１５　導電接続部
１６，１９　偏光維持性光ファイバ
２０　ミラー

【図１】 【図２】
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